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摘要(译)

本发明一般涉及用于校准植入式压力传感器（25）的装置和方法。本发
明的若干实施例的目的是提供用于校准植入医疗患者体内的一个或多个
植入式压力传感器（25）的装置和方法。本发明的各种实施例是特别有
利的，因为它们提供的校准系统比目前可用的系统具有更小的侵入性。
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